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１．概要（Summary） 

東工大に、「シリコン基板上に集積した磁気光学材料

の特性評価、さらには磁気光学材料を集積した光導波路

の測定方法はないか」と相談した。東工大では、磁気光

学ガーネットを用いた導波路型光アイソレータの権威であ

る水本哲弥教授がナノテクノロジープラットフォーム事業

の支援教員である。 

想定しているサンプルは、コンタクトエピタキシャル技術

によりシリコン基板上に形成された磁気光学ガーネットで

ある。東工大ではまず磁気光学ガーネットを用いた導波

路型光アイソレータについて調査され、調査された資料

[1-2]とともにその概要の説明を受けた。磁気光学ガーネ

ットの評価にはファラデー回転測定や磁区観察顕微鏡に

より評価できること、また光導波路上に集積した場合は光

ファイバ測定系に磁場印加用磁石を組み合わせた評価

装置を用いることについて説明いただいた。さらに、光フ

ァイバを用いた光導波路測定装置については来年度から

公開予定であることを説明いただいた。 

以上の経緯を受けて、シリコン導波路型光アイソレータ

の測定で実績のある光導波路測定装置を用いて、当方

で試作したサンプルを測定してみたいと思い、光導波路

測定装置を利用する可能性があると回答し、来年度から

登録することとした。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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1) Y. Shoji and T. Mizumoto, Sci. Technol. Adv. 

Mater., vol. 15, p. 014602 (2014). 

2) Y. Shoji, K. Miura, T. Mizumoto, J. Opt., vol. 18, p. 

013001 (2016). 
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